MMPOEKTUPOBAHUE MUKPOCUCTEMHOM TEXHUKHA

YyeOHasi JAMCUMIUIMHA T[OCBAIIEHA OOYYEHUIO CTYACHTOB IPUHLHUIAM
IPOEKTUPOBAHUS YCTPOMCTB (MUKPOCOOPOK), BBIIOJHEHUE 3AJ0KEHHBIX (DYHKUIMN
KOTOPBIMU 00ECIIEYMBAETCSI COYETAHHEM B OJIHOM KOPIIyCE 3JIEMEHTOB Pa3IMYHON
OPUPOJIbI, TAaKUX KaK MHUKPOIJIEKTPOHHBIE, MHKPOMEXaHUYECKUE, OINTUYECKHE,
aKyCTMUYECKHE D3JIEMEHThl M Jp. B mpouecce 00ydeHHs CTyIEHTBHI OBJIAJEBAIOT
HaBBIKAMM  HUCIOJIb30BAaHUSI KOMIBIOTEPHBIX CPEACTB JUISl  IPOEKTHUPOBAHUSA
KOMIIOHEHTOB MuKpocucteMHoil TexHuku (MCT) ¢ nenbro aHanu3a U CHUHTE3a,
METOJaMH pacyeTa OCHOBHBIX TUIIOB MEXAHUYECKUX MHKPO3JIEKTPOHHBIX 3JIEMEHTOB
U METOAOB  KOHTpPOJAS M  M3MEpPEHMH B  MHUKpomacuTabax, Teopuen
AIIEKTPOMEXAHUYECKUX aHATIOTMH U APYTUMU CMEXHBIMU BOIIPOCAMH.
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